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1 ． 　緒 　 言 近 年 、 セ ラ ミ ッ ク を 表 面 に コ
ー

テ ィ ン グ さ れ た 機 能 材 料 が 盛 ん に

研 究 さ れ て い る。　 高 硬 度 で 高 い 熱 伝 導 性 と 絶 縁 性 を 有 す る A姻 を コ
ー

テ ィ ン グ し た

機 能 材 料 は 、　機 械 的 特 性 の 向 上 以 外 に エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 分 野 か ら も 注 目 さ れ て い

る 。　本 研 究 で は 、　 レ
ー ザ PVD 法 に よ り AjN 薄 膜 を 作 成 し、　 レ ー ザ の エ ネ ル ギ ー

密 度、

パ ル ス 周 波 数 が 成 瞑 特 性 に 与 え る 影 響 を 検 討 し た。

2 。　 婁 験 方 法 　 本 研 究 に 用 い た ア ブ レ ー シ ョ ン 材 料 は、 還 元 窒 化 法 に よ り 生 成 さ

れ た AIN パ ウ ダ ー
の 板 状 の 焼 結 体 で あ る。　 成 膜 は、　 Fig ．1 に 示 す よ う に KrP エ キ シ マ

パ ル ス レ
ーザ ー

（波 長 ：24δnm ， パ ル ス 幅 ：25ns ） を タ
ー ゲ ッ ト に 対 し 45

‘
で 入 射 し、

タ
ー ゲ ッ ト か ら の 距 離 25m 皿の ス テ ン レ ス 基 板 に 蒸 着 し た。　 レ

ー ザ 照 射 部 に お け る タ

ー ゲ ッ ト の 平 均 移 動 速 度 は 5mm ／s と し た b 烝 着 は、 圧 力 10mPa の N2 雰 囲 気 で 行 っ た ，

成 膜 速 度 は、 基 板 に マ ス ク を 付 け 非 成 膜 部 と 成 膜 部 の 段 差 を 計 測 し 求 め た 。

3e 　 結 　 　 果 　 成 膜 速 度 は、　円 g ．2 に 示 す よ う に 各 パ ル ス 周 波 数 と も パ ル ス エ ネ

ル ギ ー
に 比 例 し て 増

’
加 し た、　ま た 、　パ ル ス 周 波 数 が 高 く な る と 共 に 成 膜 速 度 は 増 加

し た 。　Fig ．3 は 、　単 位 時 聞 当 た り の エ ネ ル ギ
ー

量 と 成 膜 速 度 の 関 係 を 示 す。　 タ ー ゲ

ッ ト に 与 え る エ ネ ル ギ ー 量 が
一

定 な ら ば、 パ ル ス 周 波 数 の 低 い 方 が 成 膜 速 度 は 六 き

い 。　こ れ は 、　入 射 し た レ
ーザ エ ネ ル ギ ーが ．　

一
定 量 を タ

ーゲ ッ ト の 加 熱 に 費 や し、

そ れ 以 上 に 与 え た エ ネ ル ギ ー が 蒸 発 の エ ネ ル ギ
ー

に 変 換 さ れ る た め、　低 エ ネ ル ギ ー

の レ
ー

ザ で は、　タ
ー ゲ ッ ト の 蒸 発 に 変 換 さ れ る エ ネ ル ギ

ー
の 割 合 が 小 さ い 。　こ の 鰆

果 、　時 間 当 た り に 同 量 の レ
ーザ エ ネ ル ギ ー を 与 え る 場 合、 低 エ ネ ル ギ

ー
高 パ ル ス 周

波 数 で タ
ー ゲ ッ ト に エ ネ ル ギ ー を 与 え る と、 高 エ ネ ル ギ ー低 パ ル ス 周 波 数 で エ ネ ル

ギ
ー

を 与 え る よ り タ
ー ゲ ッ ト の 蒸 発 量 は 小 さ く な っ た と 考 え ら れ る。　こ の 加 熱 に 消

費 さ れ る レ
ー ザ の エ ネ ル ギ ー 量 の 増 加 が、 高 い パ ル ス 周 波 数 に お い て 低 い 周 波 数 に

比 べ 成 膜 速 度 が 小 さ い 原 因 の
一

つ で あ る。　 ま た Fig ．4に 示 す よ う に、 パ ル ス エ ネ ル

ギ ーが 等 し い と き ．1 パ ル ス 当 た り の 成 膜 量 は パ ル ス 周 波 数 の 増 加 に よ り 減 少 す る 。

つ ま り 高 い パ ル ス 周 波 数 で は 、　照 射 さ れ た レ
ー ザ の エ ネ ル ギ ー の 内、 蒸 発 の エ ネ ル

ギ
ー

に 変 換 さ れ る 割 合 が 減 少 す る と 考 え ら れ る。　 Fig ，5 は、　ス テ ン レ ス 基 板 上 の 膜

表 面 の SEMtw を 示 す。 エ ネ ル ギ ー密 度 2 ．6隔 ノm 阻
2

の 膜 表 面 は SP 滑 で あ り、　ス テ ン レ ス

基 板 の 凹 凸 が 表 面 に 現 れ て い る。　 エ ネ ル ギ
ー

密 度 が、 3、5臨 ノmm2 に 増 加 す る と 、 粒

径 0 ．5 〜 2 μ m の 粒 子 で 膜 表 面 が 覆 わ れ て お り 凹 凸 の 大 き い 皮 膜 で あ っ た 。
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